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(54) Vakuumschaltkammer fir Niederspannungsvakuurhschﬁtze

(67) Die Erfindung betrifft eine Vakuumschaltkammer fiir
Niederspannungsvakuumschiitze, insbesondere fiir einen
Einisatz unter schweren elektrischen und mechanischen
Betriebsbedingungen, aber fiir kleine Nennstrome. Ziel der
Erfindung ist eine Vakuumschaltkammer mit einem hohen
Leistungsvermdgen bei niedrigen Herstellungskosten durch
rationelle Fertigung. Aufgabe ist, eine
Vakuumschaltkammer fiir kleine Nennstrome zu schaffen,
die bei hohem Leistungsvermégen einen einfachen Aufbau
und eine geringe GroRe besitzt. ErfindungsgeméR ist die
Baueinheit festes Schaltstiick/Anschlu® als stirnseitige
AnschluRplatte der Vakuumschaltkammer ausgebildet und
in bekannter Weise mit dem Kammergehéuse durch
Schweiien oder Léten verbunden. Fig. 1
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1. Vakuumschaltkammer fiir Niederspannungsvakuumschutze kleiner Nennstromstérke mit einem festen und einem (iber einen
Balg beweglichen Schaltstiick, einem rohrférmigen Geh&use aus thermisch an den isolierkérper angepafiten Stahl, eineman
dieses Gehause sich anschlieenden zylindrischen Isolierkérper und einer aus einem Stiick bestehenden beweglichen
zylindrischen Zufiihrung/Schaltstlick, gekennzeichnet dadurch, daR das Bauteil festes Schaltstlick/AnschluB (2) als
stirnseitige AbschluBplatte der Vakuumschaltkammer ausgebildet ist und in bekannter Weise mlt dem Kammergehause (3)
durch SchweiRen oder Léten vakuumdicht verbunden ist.

2. Vakuumschaltkammer nach Punkt 1, gekennzeichnet dadurch, daR das Bauteil bewegliche ZufﬂhrUng/SchaItstﬂck (1}in

" bekannter Weise mit einem topfférmigen Schirm (6) versehen ist und dal8 in dem Bauteil festes Schaltstiick/Anschlu} (2) die
eigentliche Schaltstiickflache erhaben ausgebildet ist.

3.. Vakuumschaltkammer nach Punkt 1 und 2, gekennzeichnet dadurch, dal3 das Bauteil festes Schaltstuck/AnscthB (2) tiber -
den Bereich des Kammergehéuses (3) verlédngert ist und glelchzeltlg als Anschlursstuck Anschluf3schiene (9) und als
Befestigungsflache ausgebildet ist.

4. Vakuumschaltkammer nach Punkt 1 und 2, gekennzeichnet dadurch, dal in dem Bauteil festes Schaltstiick/AnschluB (2) ein

" Abpumpstutzen (10) eingesetzt ist und eine AnschiuRschiene (9) zur Seite herausfiihrend angeordnet ist und diese
AnschluBschiene (9) mit dem Bauteil festes Schaltsttick/AnschluB (2) durch bekannte Mnttel verbunden istund glelchzemg als
mechanischer Schutz fiir den Abpumpstutzen (10) vorgesehen ist.

Hierzu 1 Seite Zelchnungen :

Anwendungsgebiet der Erfindung

Die Erfindung betrifft eine Vakuumschaltkammer fiir Niederspannungsvakuumschtitze, insbesondere fiir einen Einsatz unter
schweren elektrischen und mechanischen Betriebsbedingungen, aber fir kleinere Nennstréme, von denen neben einer hohen
Lebensdauer und einer hohen Funktionssicherheit auch ein den niedrigeren Nennstrombereichen angepaRter und geringerer
Herstellungsaufwand insbesondere fiir eine Serienfertigung verlangt wird:

Die Vakuumschaltkammer besteht dabei nach dem allgemein bekannten Grundaufbau aus fester und bewegllcher Elektrode
bzw. Zufiihrung und mit diesen verbundenen bzw. aus einem Stlick bestehenden Schaltstlicken, einer Isolierstrecke, einem
Gehéause aus rostbestandigem Stahl, einer Mc‘iglich‘keit zum Abpumpen bzw. Formieren und vakuumdichten VerschlieRen.

Charakteristik der bekannten technischen Lésungen

Es sind bereits verschiedene Vakuumschaltkammern bekannt geworden, die neben dem normalerweise (iblichen Grundaufbau
bzw. den Grundbauelementen grundsétzlich eine Ausfiihrung mit getrennten Zufiihrungselektroden und daran stirnseitig
angesetzten Kontaktstiicken besitzen. Dabei bestehen die Zufiihrungselektroden aus dem fiir die notwendige Stromzufiihrung
und Warmeableitung sowohl technisch als auch 6konomisch am besten geeigneten Cu, die eigentlichen Schaltstticke je nach
Verwendungszweck fiir Leistungsschaiter, Lastschalter oder Schiitze aus einem, den jeweiligen Aufgaben angepaf3ten
Kontaktwerkstoff und einer angepafiten Form. Weiter werden dabei diese Kontaktstiicke durch ein aufwendiges Verfahren, z.B.
Léten unter Vakuum, befestigt.
Es sind weiter Anordnungen bekannt, z. B. US-PS 3082307, WP 116987, bei denen ein oder zwei scheibenférmige Isolierstrecken
verwendet werden. Diese scheibenférmigen Isolierstrecken sind zum Ausgleichen der unterschiedlichsten
Waérmeausdehnungskoeffizienten am Innen- und AuBendurchmesser mit einem Metallring versehen. Zur vakuumdichten
Verbindung wird dann der Innenring tiber Léten mit der Zufihrung und der Auf3enring, z. B. durch Schweien oder Léten mit
dem Kammergehause, verbunden.
Nachteil dieser bekannten Anordnungen ist der groRe Aufwand, der zur Verbindung der Schaltstucke mitden Zuflihru ngen z.B.
~Loéten unter Vakuum, der Herstellung der Schaltstlicke selbst aufgebracht werden muf. Dies gilt ebenso fiir die Verbindung der
schelbenformlgen Isolierstrecke mit Innenring mit der zugehdérigen Zuflihrung. Dabei kommt erschwerend hinzu, daR durch das
Léten die Bindung zwischen dem Isolierkdrper und dem angeschrumpften Innenring die thermische Belastung wahrend des
Létvorganges gestort oder beschddigt werden kann.

Ziel der Erfindung

Ziel der Erfindung ist eine Vakuumschaltkammer mit einem hohen Lelstungsvermogen bei niedrigen Herstellungskosten durch
rationelle Fertigung.

Darleg.ung des Wesens der Erfindung

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Vakuumschaitkammer fiir kleine Nennstrome zu schaf‘fen ‘die bei hohem
Leistungsvermdgen einen einfachen Aufbau und eine geringe Gréfe besitzt.

ErfindungsgemaR wird diese Aufgabe dadurch gel6st, daB das Bauteil festes Schaltstuck/AnschluB als stirnseitige
Abschluf3platte der Vakuumschaltkammer ausgebildet ist.
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Das Bauteil bewegliche Zufiihrung/Schaltstlick ist in bekannter Weise mit einem topffdrmigen Schirm versehen. In dem Bauteil
festes Schaltstiick/AnschluB ist die eigentliche Schaltstiickflache erhaben ausgebildet. Das Bauteil festes Schaltstiick/Anschlu3 -
ist tiber den Bereich des Kammergehauses verldngert und dient gleichzeitig als AnschluBstiick, AnschluBschiene und als

. Befestigungsflache. In dem Bauteil festes Schaltstiick/Anschluf ist ein Abpumpstutzen eingesetzt und zur Seite eine
AnschluBschiene herausgeflihrt. Diese AnschiuBschiene ist mit dem Bauteil festes Schaltstlick/Anschluf durch bekannte Mittel
verbunden und dient gleichzeitig als mechanischer Schutz fiir den Abpumpstutzen.

Ausfiihrungsbeispiel
Die Erfindung soll nachstehend an einem Ausflihrungsbeispiel erldutert werden. Ivn der Zeichnung zeigen:

Fig.1: Vakuumschaltkammer
Fig.2:

Die in Fig. 1 dargestellte Vakuumschaltkammer besteht aus einem rohrférmigen Kammergehéduse 3, einem damit mit den
{iblichen Verfahren verbundenen Isolierstrecke 4, z. B. aus Keramik oder Glas, der tiber eine Kappe 11 mit dem Metalifaltenbaig 8
und dieser Balg mit dem Bauteil beweglicher Zufiihrung/Schaltstiick 1 verbunden ist. Das feste Schaltstiick 2 ist analog zum
Bauteil 1 aus einem geeigneten Kontaktwerkstoff, z. B. FeCu, CuCo, CuFeCo nach WP 208701 aus einem Stlick hergestellt und mit
dem Kammergehéause 3 durch Schweien oder Léten vakuumdicht verbunden. Dieses feste Schaitstlick 2 dient dabei als
Schaltstlick bzw. Kontaktfliche und gleichzeitig mit einem aus dem Bereich des Kammergehduses 3 herausragenden Abschnitt
als AnschluBschiene mit der AnschluBschraube 5. Mit einer geeigneten Ausbildung des Schaltstiickbereiches, z.B. durch einen
topfférmigen Schirm 6 und der Ausnehmung 7, wird ein Heraustreten von Metalldampf und damit eine Belegung der
Isolierstrecke 4 vermieden als eine wesentliche Voraussetzung fiir eine hohe Lebensdauer.

Die Verbindung der Einzelteile kann in bekannter Weise durch Schwei3en oder Loten erfolgen. Vorteilhafterweise kdnnte dabei
auch die Verbindungsstelle zwischen Geh&use 3 und dem festen Schaltstiick 2 nach dem Formlerungs-AushetzprozeG in einem
Vakuumofen mittels Léten erfolgen.

Eine weitere Variante der Ausbildung des festen Schaltstlicks 2 zeigt Fig. 2. Hier ist das feste Schaltstlick 2 kreisférmig
ausgebildet, mit dem Kammergehéuse 3 durch Schweien oder Loten verbunden und besitzt in seiner Mitte oder an einer
anderen Stelle den Abpumpstutzen 10 fiir den notwendigen Formierungsproze® durch einen extern angeordneten Pumpstand.
Zur weiteren Materialeinsparung kann eine AnschluBschiene 9 an dem festen Schaltstlick 2 durch iibliche Verfahren vorgesehen
bzw. befestigt werden.

Neben den in Fig.1 und 2 dargestellten Ausfuhrungsformen sind weitere Varianten in der Ausbildung der AbschluRpiatte-
Schaltstiick 2 maglich. Wesentlich ist die Einheit von Schaltstiick, AbschluBplatte und AnschiuB.
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